
























专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20150011889A1 公开(公告)日 2015-01-08

申请号 US14/326167 申请日 2014-07-08

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 LEE SUNG JAE

发明人 LEE, SUNG JAE

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/546 A61B8/4444 B06B1/0662 B06B1/067 Y10T29/49007

优先权 1020130079759 2013-07-08 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

使用石墨烯或石墨制造的超声波探头及其制造方法，该超声波探头包括
匹配层，设置在匹配层的后表面的换能器层，以及设置在换能器层的后
表面的背衬层，其中超声波探头还包括至少一个由石墨烯形成的薄片，
该薄片设置在匹配层的前表面中的至少一个上，位于匹配层和换能器层
之间，位于换能器层和背衬层之间，背衬层的后表面，以及匹配层，换
能器层和背衬层的侧面。
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